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※概要（Summary）： 

ナノ構造欠陥の透過型電子顕微鏡(TEM)による構造

解析のため、金属製のナノ・マイクロワイヤーを固定する

ためのメッシュ上にて、集束イオンビーム加工観察装置

（FIB）のマニュピレータプローブを用いて押し曲げ（湾曲

させて）、メッシュの空洞部上にワイヤーの曲線部を合わ

せてから、FIB のイオンビームとアシストガスによるデポジ

ションを用いて両端をできるだけしっかり固定してから、

TEM による観察が容易にできるようにすることを相談し

た。 

 ナノワイヤの材料は単結晶酸化スズを用いて、直径は

φ200nm～1μm の中でなるべく径が小さいものを選んで

から、取出し（切出し）の長さは 50μm～数百μmにしたい

ことを提案した。 

 
※実験（Experimental）： 

提供した単結晶酸化スズのナノワイヤから、なるべく径

が小さいものを選定して、FIB のプローブで取出し（切出

し）と押し曲げ（湾曲）を行い、メッシュの空洞部にワイヤー

の湾曲部を合わせてから、FIBのデポジションにて両端を

固定した。 

Fig-1, Fig-2, Fig-3, Fig-4 に示す、4 種類の湾曲半径

を作製した。 
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                                   Fig-4 
 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

TEM での分析から、FIB で作製を行う際に、ガリウ

ムイオンビームの照射によって単結晶試料が破壊され

てしまうことが判明したため実験を中止した。 
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